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１．概要（Summary） 

中心に穴のあいたドーナツ状の強度分布を持ち偏光

が光軸に対して放射状に分布する軸対称偏光ビームを

集光することで、レイリー限界を超えた微小スポットが形成

される。この特異なレーザー光をレーザー誘起転写法

（Laser-induced forward transfer，LIFT）に応用する

ことで、様々な基板上に 10 nm オーダーの微小構造体を

レーザー光のみによってワンステップで作製できる可能性

がある。すなわち、マイクロ加工が一般とされている LIFT

の概念を覆した新規ナノ構造形成手法を提案するととも

に、それによりナノ集積回路を作製することを目的として、

まずは基本的な LIFT システムを構築するとともに、それ

による微小構造の形成を試みた。 

２．実験（Experimental） 

・ 利用した主な装置 

芝浦スパッタ装置 

・ 実験方法 

まずはこれまでで最も小さな転写構造物の形成に成功

している先行研究[1]を参考にして、スライドガラス基板上

にクロム薄膜を成膜することで LIFT に用いるキャリア薄

膜を作製した。作製したキャリアフィルムを用いて、LIFT

実験を行い微小構造形成のための最適実験条件につい

て検討を行った。波長 800 nm パルス幅 100 fs のチタン

サファイアレーザーを 150 M のピンフォールを通じて対

物レンズ（×100，NA：0.8）によりキャリアフィルム状に集光

しシングルショット照射することで微小構造体を作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

LIFT によりレーザーフルエンスを変えて作製したクロ

ムの微小構造体の SEM 像を Fig. 1 に示す。この結果か

ら照射レーザーフルエンスが高い場合では複数の堆積物

や中心が凹んだ形状の堆積物が確認されたが（a）、しき

い値近傍で球状の転写物が形成された（b）。またこの転

写物の大きさは 200 nm程度であった。今後は同システム

に軸対称偏光ビームを導入することで 10 nm オーダーの

微小構造物の直接描画を試みる。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Sub-micron chromium dots by LIFT with 

different laser fluences. (a) 2.56 and (b) 0.96 J/cm2. 
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